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(57)【要約】
【課題】細菌又は微生物の死骸等が抗菌性ガラスの粒体
外面に付着するのを防止し、銀イオン又は銅イオンを抗
菌性ガラスから持続的且つ効果的に溶出せしめ、水槽内
の菌類発生、藻類発生等を効果的に防止する。
【解決手段】抗菌装置(10)は、ケーシング(11)内に収容
された多数の抗菌性ガラスの粒体(T)を支持する有孔底
板(42)と、有孔底板の下側に形成された流入チャンバ(1
6)と、ケーシングの上部に設けられたオーバーフロー部
(30)とを有する。有孔底板は、ケーシング内領域と流入
チャンバとを相互連通する噴流口(43)を備える。水槽の
水が圧力下に流入チャンバに導入され、水の上向き噴流
(F)がケーシング内領域に形成される。粒体は、ケーシ
ング内に発生する水の渦流又は乱流により流動化する。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水と接触して銀イオン又は銅イオンを溶出可能な抗菌性ガラスの粒体をケーシング内に
収容し、前記抗菌性ガラスの溶解によって溶出した銀イオン又は銅イオンを含む前記ケー
シング内の水を水槽内に供給し、該水槽内における菌類又は藻類の発生を防止する抗菌装
置において、
　前記ケーシング内に収容された多数の前記粒体を支持し且つ貫通孔からなる噴流口を備
えた有孔底板と、
　該有孔底板の下側に形成され且つ前記水槽の水が圧力下に導入される流入チャンバと、
　前記ケーシングの上部に設けられ、前記ケーシング内の水のオーバーフロー水を前記水
槽に還流するオーバーフロー部とを有し、
　前記噴流口は、ケーシング内領域と前記流入チャンバとを相互連通し、前記流入チャン
バ内の水の上向き噴流をケーシング内領域に形成し、前記ケーシング内に水の渦流又は乱
流を発生させて前記粒体を流動化することを特徴とする流動層式抗菌装置。
【請求項２】
　前記オーバーフロー部は、前記粒体がオーバーフロー水とともに前記ケーシングから流
出するのを阻止する網又は有孔板と、該網又は有孔板の上方に形成された流出チャンバと
を有することを特徴とする請求項１に記載の流動層式抗菌装置。
【請求項３】
　前記噴流口は、１．０ｍ／秒以上の流速の上向き噴流を前記ケーシング内に噴射するこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の流動層式抗菌装置。
【請求項４】
　前記噴流口は、２～３mmの直径を有する複数の円形開口からなり、該円形開口の中心は
、少なくとも前記円形開口の直径の２倍の距離を互いに隔てて配置されることを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載の流動層式抗菌装置。
【請求項５】
　前記水槽の水を吸引して前記流入チャンバに給送する配管系を含むことを特徴とする請
求項１乃至４のいずれか１項に記載の流動層式抗菌装置。
【請求項６】
　前記流入チャンバに接続された循環水給送管を有し、循環水給送管は、前記水槽の水を
循環するように構成された空調機、冷却塔又は廃熱回収システムの水槽水循環配管系に接
続されることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の流動層式抗菌装置。
【請求項７】
　前記オーバフロー部に接続したオーバーフロー管を有し、該オーバーフロー管は、銀イ
オン又は銅イオンを含む水を重力下に前記水槽に還流させることを特徴とする請求項１乃
至６のいずれか１項に記載の流動層式抗菌装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流動層式抗菌装置に関するものであり、より詳細には、抗菌性ガラスの溶解
によって水に溶出した銀イオン又は銅イオンによって菌類又は藻類の発生等を防止する流
動層式抗菌装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　酸化還元機能を有する球状セラミックを網状の袋内に収容し、これを冷却塔の水槽内に
浸漬してスケールの発生、藻の発生等を防止するように構成されたセラミック活水器が、
特開平１１－３１９８４６号公報に記載されている。
【０００３】
　また、水に接触して銀イオン又は銅イオンを溶出する抗菌性ガラスをタブレット状又は
ペレット状に成形してなる抗菌性ガラスの粒体が、ＰＣＴ国際公開公報ＷＯ２００５／０
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８７６７５号等に記載されている。タブレット状又はペレット状（以下、粒状という）の
抗菌性ガラスは、多数の小径通水孔が穿設された通水性ケーシング又はハウジング等の中
に収容される。粒状の抗菌性ガラスを収容したケーシング等は、特開平１１－３１９８４
６号公報の活水器と同様、水槽内に浸漬することができる。抗菌性ガラスは水に接触して
溶解し、銀イオン又は銅イオンを長期間に亘って徐々に溶出する。水中に放出された銀イ
オン又は銅イオンは抗菌作用を発揮し、これにより、細菌又は微生物等の活動を不活性化
し又は抑制して、菌類又は藻類の発生等を防止する。　
【０００４】
　近年の半導体生産施設や、医療施設、或いは、動植物の生産又は研究施設等においては
、空調設備の冷却水や、給排水衛生設備の給排水系の水に比較的多量の有機物が含有され
ることがあり、このため、この種の設備を構成する冷却塔、空調機、除湿器、加湿器等の
水槽内には、多量の菌類又は藻類が発生する傾向がある。このような菌類又は藻類等は、
一般には、藻類由来の有機物等を主成分とするスライム（slime）として観察される事例
が多い。
【０００５】
　冷却塔、空調機等の水槽における菌類又は藻類の発生は、粒状の抗菌性ガラスを充填し
た上述の通水性ケーシングを水槽の水に浸漬し、抗菌性ガラスの溶解によって銀イオン又
は銅イオンを水に溶出させることによって防止することが可能である。
【０００６】
　本発明者は、このような抗菌装置において、銀イオンを溶出可能な多数の粒状抗菌性ガ
ラスを筒状の有孔ケーシング内に充填したユニット型の抗菌装置を開発し、これを空調機
の水槽等の水に浸漬することにより、菌類・藻類の発生を有効に防止し得ることを確認し
た。
【０００７】
　図１２は、このような従来の抗菌装置の構造を例示する縦断面図及び横断面図である。
図１２に示す如く、抗菌装置１０１は、空調設備又は給排水衛生設備を構成する水槽１１
０の水中に完全に浸漬される。抗菌装置１０１は、多数の粒状抗菌性ガラスの粒体Ｔを充
填した筒状ケーシング１０２からなる。ケーシング１０２の両端部は、円形板１０５等に
よって閉塞され、ケーシングの環状壁には、多数の小径通水孔１０６が穿設されている。
ケーシング１０２内の粒状抗菌性ガラスは長期間に亘って水に溶解し、銀イオン又は銅イ
オンを水に溶出する。銀イオン又は銅イオンは、主に水の自然対流により、ケーシング１
０２に穿設された多数の小径通水孔１０６から水槽内の水に拡散し、水槽内の菌類発生、
藻類発生等を防止する。
【０００８】
　本発明者等は、このような構造の抗菌装置において、細菌又は微生物の死骸等がケーシ
ング１０２の外面に堆積し又は付着し、通水孔を部分的又は完全に閉塞する現象を知見し
たことから、細菌又は微生物の死骸等がケーシングの通水孔を閉塞するのを防止すること
ができる抗菌装置を開発し、特願２００８－２５９３８０号（特開２０１０－８８９８０
号公報）において提案している。この抗菌装置は、多数の通水孔を穿設した外筒及び内筒
からなる二重管構造のケーシングを有する。抗菌性ガラスの粒体が、内筒及び外筒の間に
形成された環状領域に充填される。内筒に導入された水は、通水孔及び環状領域を介して
外筒の外側に流出し、抗菌性ガラスから溶出した銀イオン又は銅イオンは、水の流れによ
って抗菌装置外の水に流出する。抗菌装置外に流出した銀イオン又は銅イオンは水槽内の
水に拡散し、水槽内の菌類発生、藻類発生等を防止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１１－３１９８４６号公報
【特許文献２】ＰＣＴ国際公開公報ＷＯ２００５／０８７６７５号
【特許文献３】特開２０１０－８８９８０号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、細菌又は微生物の死骸等が多量に発生する場合、環状領域に充填された
抗菌性ガラスの粒体の外面に死骸等が付着し、これが環状領域の通水性を妨げる現象、即
ち、環状領域に充填された粒体層の目詰り現象が発生することが本発明者等によって確認
された。
【００１１】
　また、このように粒体外面に死骸等が付着すると、抗菌性ガラスから溶出する銀イオン
又は銅イオンの量が徐々に減少するため、水槽内の水に拡散する銀イオン又は銅イオンの
量が低減し、この結果、水槽内の菌類発生、藻類発生等を効果的に防止し難い状況が生じ
ることが判明した。
【００１２】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、細
菌又は微生物の死骸等が抗菌性ガラスの粒体外面に付着するのを防止し、銀イオン又は銅
イオンを抗菌性ガラスから持続的且つ効果的に溶出せしめ、これにより、水槽内の菌類発
生、藻類発生等を効果的に防止することができる抗菌装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成すべく、本発明は、水と接触して銀イオン又は銅イオンを溶出可能な抗
菌性ガラスの粒体をケーシング内に収容し、前記抗菌性ガラスの溶解によって溶出した銀
イオン又は銅イオンを含む前記ケーシング内の水を水槽内に供給し、該水槽内における菌
類又は藻類の発生を防止する抗菌装置において、
　前記ケーシング内に収容された多数の前記粒体を支持し且つ貫通孔からなる噴流口を備
えた有孔底板と、
　該有孔底板の下側に形成され且つ前記水槽の水が圧力下に導入される流入チャンバと、
　前記ケーシングの上部に設けられ、前記ケーシング内の水のオーバーフロー水を前記水
槽に還流するオーバーフロー部とを有し、
　前記噴流口は、ケーシング内領域と前記流入チャンバとを相互連通し、前記流入チャン
バ内の水の上向き噴流をケーシング内領域に形成し、前記ケーシング内に水の渦流又は乱
流を発生させて前記粒体を流動化することを特徴とする流動層式抗菌装置を提供する。
【００１４】
　本発明の上記構成によれば、抗菌性ガラスの粒体（タブレット又はペレット）は、噴流
口が形成する上向き噴流によって流動してケーシング内の水流と混合接触し、この結果、
粒体と水との接触面積が実質的に増大するので、抗菌性ガラスは、ケーシング内の水に銀
イオン又は銅イオンを効率的に溶出する。噴流によって流動し続ける粒体には、目詰り現
象は発生しない。また、細菌又は微生物の死骸等を含む水槽の水がケーシング内に流入す
るが、細菌又は微生物の死骸等は、粒体の流動のために粒体に付着せず、従って、粒体か
ら溶出する銀イオン又は銅イオンの量は、長期間に亘って安定する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の抗菌装置によれば、細菌又は微生物の死骸等が抗菌性ガラスの粒体外面に付着
するのを防止し、銀イオン又は銅イオンを抗菌性ガラスから持続的且つ効果的に溶出せし
め、これにより、水槽内の菌類発生、藻類発生等を効果的に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の実施例に係る抗菌装置を備えた空調機の概略ブロック図である
。
【図２】図２は、本発明の実施例に係る抗菌装置を備えた冷却塔の概略ブロック図である
。
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【図３】図３は、本発明の実施例に係る抗菌装置を備えた廃熱回収システムの概略ブロッ
ク図である。
【図４】図４は、本発明の実施例に係る抗菌装置を備えた他の廃熱回収システムの概略ブ
ロック図である。
【図５】図５は、図１～図４に示す抗菌装置の構造を示す正面図である。
【図６】図６（Ａ）及び図６（Ｂ）は、図５に示す抗菌装置の平面図及び底面図である。
【図７】図７は、図５に示す抗菌装置の縦断面図である。
【図８】図８（Ａ）及び図８（Ｂ）は、図７のＩ－Ｉ線及びII－II線における抗菌装置の
断面図である。
【図９】図９（Ａ）及び図９（Ｂ）は、図７のIII－III線及びIV－IV線における抗菌装置
の断面図である。
【図１０】図１０は、抗菌装置の作動形態を示す抗菌装置の縦断面図である。
【図１１】図１１は、高速噴流の噴射形態を概念的に示す断面図である。
【図１２】従来の抗菌装置の構造を例示する縦断面図及び横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の好適な実施形態によれば、上記オーバーフロー部は、上記ケーシング内の粒体
がオーバーフロー水とともに流出するのを阻止するための網又は有孔板と、該網又は有孔
板の上方に形成された流出チャンバとを有する。本発明の或る実施形態においては、抗菌
性ガラスの各粒体の初期平均寸法又は初期直径は約５mm程度であり、抗菌性ガラスの外形
寸法(直径)は、約３年程度で４mm程度に減少する。抗菌性ガラスは、一般に約１～２年程
度の期間で交換されるので、網又は有孔板の最大開口寸法は、４mm以下の寸法、例えば、
約３mmに設定される。
【００１８】
　本発明の他の好適な実施形態によれば、上記噴流口は、１．０ｍ／秒以上、好ましくは
、１．２ｍ／秒以上、更に好ましくは、１．４ｍ／秒以上の流速の上向き噴流を上記ケー
シング内に形成する。噴流の最大速度（上限速度）は、特に限定されるものではないが、
最大流速は、水槽水が必要とする銀イオン又は銅イオンの量や、循環装置の電力消費量等
との関係で自ずと定まるものと考えられる。
【００１９】
　好ましくは、各噴流口は、２～３mmの直径を有する円形開口からなり、有孔底板は、水
平な円形プレートからなる。好ましくは、噴流口は、円形プレートの半径×０．２の範囲
内の中央領域には配置されず、また、噴流口同士の中心間隔は、噴流口の直径の２～４倍
の距離に設定される。中央領域を除く円形プレートの領域に噴流口を配置するとともに、
噴流口同士の間隔を適当に離間させることにより、ケーシング内に水の渦流を効果的に形
成することができる。渦流は、粒体と水流との混合接触作用を促進するとともに、細菌又
は微生物の死骸等が粒体に付着するのを効果的に防止することができる。本発明の好適な
実施形態においては、噴流口は、円形プレートに放射状に配列され、噴流口の各列は、３
０～６０度の角度間隔を隔てて離間する。
【００２０】
　本発明の好適な実施形態によれば、抗菌装置は、水槽の水を吸引して上記流入チャンバ
に給送する配管系を有する。本発明の他の好適な実施形態によれば、抗菌装置は、水槽の
水を循環する空調機、冷却塔又は廃熱回収システムの水槽水循環配管系から分岐した循環
水給送管を有し、循環配管系の水が循環水給送管を介して上記流入チャンバに供給される
。好ましくは、流入チャンバに供給された水を浄化する濾過器が抗菌装置の配管系、或い
は、上記循環水給送管に介装される。更に好ましくは、抗菌装置は、上記オーバフロー部
に接続したオーバーフロー管を有し、オーバーフロー管は、銀イオン又は銅イオンを含む
水を重力下に水槽に送出する。
【実施例１】
【００２１】
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　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施例について詳細に説明する。
【００２２】
　図１～図４は、本発明の実施例に係る抗菌装置を備えた空調機、冷却塔及び廃熱回収シ
ステムの概略ブロック図である。図１～図４には、水槽内に抗菌装置を設置した空調機、
冷却塔及び廃熱回収システムの構成が概略的に示されている。
【００２３】
　図１（Ａ）に示す空調機５は、外気又は室内空気等の取入れ空気を浄化するフィルタ５
１と、空気を予熱、冷却又は再熱する伝熱コイル５２と、凝縮水等の水滴を除去するエリ
ミネータ５３と、空気に水を噴霧するエアワッシャ５４と、温湿度を調整した空気を給気
系ダクトに圧送する給気ファン５８とを備える。エアワッシャ５４の下方には、噴霧用の
水を貯留する水槽５０が配設される。水槽５０には、槽内に貯留した水をエアワッシャ５
４のノズル部に圧送する噴霧水循環配管系５５が接続される。配管系５５には、循環ポン
プ５６及び熱交換器５７が介装され、配管系５５の先端部は、エアワッシャ５４の基端部
５４ａに接続される。
【００２４】
　空調機５は、例えば、半導体工場又は電子部品工場等に空調設備機器として設置され、
空調用空気の絶対湿度を調節するとともに、室内から還流したリターン空気（再循環空気
）に含まれる有機溶剤等の化学成分を除去する。水槽５０内の水は比較的多量の有機分等
を含み、菌類、藻類等が発生し易い環境にあるので、循環ポンプ２、濾過器３及び抗菌装
置１０を介装した水槽水循環用の配管系１が空調機５に配設される。抗菌装置１０内には
、粒状の抗菌性ガラス（図示せず）が収容される。
【００２５】
　配管系１は、循環ポンプ２の吸引口に接続した吸引管１ａと、循環ポンプ２の吐出口に
接続した吐出管１ｂと、抗菌装置１０の上部に接続されたオーバーフロー管１ｃとを有す
る。吸引管１ａの取水口１ｄが、水槽５０内の水面下に配置される。吐出管１ｂは、濾過
器３を介して抗菌装置１０の下部に接続される。オーバーフロー管１ｃは、抗菌装置１０
の上部から水槽５０の上方域に延び、オーバーフロー管１ｃの開口端１ｅが、水槽５０の
水面上方に開口する。
【００２６】
　水槽５０内の水は、循環ポンプ２の吸引圧力下に取水口１ｄから取水され、吸引管１ａ
によって循環ポンプ２に吸引される。循環ポンプ２内に吸引された水は、循環ポンプ２の
吐出圧力下に吐出管１ｂに送出され、濾過器３を介して抗菌装置１０に給送される。抗菌
装置１内の抗菌性ガラス（図示せず）は、抗菌装置１０に供給された水に銀イオン又は銅
イオンを溶出する。銀イオン又は銅イオンを含む水は、オーバーフロー管１ｃを介して水
槽５０内に還流する。
【００２７】
　図１（Ｂ）には、図１（Ａ）に示す空調機５の変形例が示されている。図１（Ｂ）に示
す空調機５’は、循環水給送管１ｆを介してエアワッシャ５４の基端部５４ａ又は配管系
５５に接続された抗菌装置１０を備える。循環水給送管１ｆの端部は、抗菌装置１０の下
部に接続される。循環ポンプ５６の吐出圧力下にエアワッシャ５４のノズル部に圧送され
る水の一部が、循環水給送管１ｆを介して抗菌装置１０に給送される。抗菌装置１内の抗
菌性ガラス（図示せず）は、抗菌装置１０に供給された水に銀イオン又は銅イオンを溶出
し、銀イオン又は銅イオンを含む水は、オーバーフロー管１ｃを介して水槽５０内に還流
する。図１（Ｂ）に示す空調機５’の他の構成は、図１（Ａ）に示す空調機５の構成と同
一であるので、説明を省略する。
【００２８】
　図２（Ａ）に示す冷却塔６は、外気取入口６１及び充填材６２を介して外気を冷却塔６
内に誘引する空気循環ファン６３を有する。冷却水循環ポンプ６５及び冷凍機６６を含む
冷却水循環配管系６４が冷却塔６の水槽６０に接続される。水槽６０内の水は、循環ポン
プ６５の吸引圧力下に水槽６０から配管系６４に吸引され、冷凍機６６における熱交換に
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よって温度上昇した後、冷却塔６に再循環する。再循環水は、冷却塔６内に通風された外
気との接触により気化・冷却され、水槽６０内に貯留される。
【００２９】
　大気開放した水槽６０内の水も又、菌類、藻類等が発生し易い環境にあることから、菌
類、藻類等の発生を防止すべく、抗菌装置１０を介装した水槽水循環用の配管系１が、冷
却塔６に配設される。水槽６０内の水は、循環ポンプ２の吸引圧力下に取水口１ｄから取
水され、吸引管１ａによって循環ポンプ２に吸引され、循環ポンプ２の吐出圧力下に吐出
管１ｂに送出され、濾過器３を介して抗菌装置１０に給送される。抗菌装置１内の抗菌性
ガラス（図示せず）は、抗菌装置１０に供給された水に銀イオン又は銅イオンを溶出する
。銀イオン又は銅イオンを含む水は、オーバーフロー管１ｃを介して水槽６０内に還流す
る。
【００３０】
　図２（Ｂ）には、図２（Ａ）に示す冷却塔６の変形例が示されている。図２（Ｂ）に示
す冷却塔６’は、循環水給送管１ｆを介して冷却水循環配管系６４に接続された抗菌装置
１０を備える。循環水給送管１ｆの端部は、抗菌装置１０の下部に接続される。冷却水循
環ポンプ６５の吐出圧力下に冷却水循環配管系６４に給送される水槽６０の水の一部が、
循環水給送管１ｆを介して抗菌装置１０に給送される。抗菌装置１内の抗菌性ガラス（図
示せず）は、抗菌装置１０に供給された水に銀イオン又は銅イオンを溶出し、銀イオン又
は銅イオンを含む水は、オーバーフロー管１ｃを介して水槽６０内に還流する。図２（Ｂ
）に示す冷却塔６’の他の構成は、図２（Ａ）に示す冷却塔６の構成と同一であるので、
説明を省略する。
【００３１】
　図３には、全熱（顕熱・潜熱）交換による熱回収を意図した空調空気循環系の廃熱回収
システム７が示されている。
【００３２】
　一対の熱交換ユニット７１が給気ダクト７７及び還気ダクト７８に夫々配置される。各
ユニット７１は、給気流又は排気流と伝熱接触する伝熱コイル７２と、各ユニット７１の
伝熱コイル７２の間で熱媒体液を強制循環する熱媒体液循環配管系７３と、伝熱コイル７
２に散水して水の気化を促す散水配管系７４とから構成される。熱媒体液循環配管系７３
には、循環ポンプ７３ａが介装される。
【００３３】
　散水配管系７４の吸引部（上流端）は、水を貯留する水槽７０内に配置され、水槽７０
の水は、循環ポンプ７５の圧力下にノズル部７６に圧送される。この方式の廃熱回収シス
テムは、商品名「エコラック」（カスタムエース株式会社製品）として市場に供給されて
いる公知のシステムであるので、システムの全体構成に関する更なる詳細な説明は、省略
する。
【００３４】
　熱交換ユニット７１が、例えば、半導体工場又は電子部品工場や、動植物・飲食物・薬
品等を取り扱う施設等の空調空気循環ダクトに組み込まれた場合、水槽７０内の水には、
菌類、藻類等が比較的発生し易い。このため、菌類、藻類等の発生を防止すべく、抗菌装
置１０を介装した水槽水循環用の配管系１が各熱交換ユニット７１に配設される。水槽７
０内の水は、循環ポンプ２の吸引圧力下に取水口１ｄから取水され、吸引管１ａによって
循環ポンプ２に吸引され、循環ポンプ２の吐出圧力下に吐出管１ｂに送出され、濾過器３
を介して抗菌装置１０に給送される。抗菌装置１内の抗菌性ガラス（図示せず）は、抗菌
装置１０に供給された水に銀イオン又は銅イオンを溶出する。銀イオン又は銅イオンを含
む水は、オーバーフロー管１ｃを介して水槽７０内に還流する。
【００３５】
　図４には、図３に示す廃熱回収システム７の変形例が示されている。
【００３６】
　図４に示す廃熱回収システム７’は、循環水給送管１ｆを介して散水配管系７４に接続
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された抗菌装置１０を備える。循環水給送管１ｆの端部は、抗菌装置１０の下部に接続さ
れる。循環ポンプ７５の吐出圧力下にノズル部７６に圧送される水槽７０の水の一部が、
循環水給送管１ｆを介して抗菌装置１０に給送される。抗菌装置１内の抗菌性ガラス（図
示せず）は、抗菌装置１０に供給された水に銀イオン又は銅イオンを溶出し、銀イオン又
は銅イオンを含む水は、オーバーフロー管１ｃを介して水槽７０内に還流する。図４に示
す廃熱回収システム７’の他の構成は、図３に示す廃熱回収システム７の構成と同一であ
るので、説明を省略する。
【００３７】
　図５は、抗菌装置１０の構造を示す正面図であり、図６（Ａ）及び図６（Ｂ）は、抗菌
装置１０の平面図及び底面図である。図７は、抗菌装置１０の縦断面図である。図８（Ａ
）及び図８（Ｂ）は、図７のＩ－Ｉ線及びII－II線における断面図であり、図９（Ａ）及
び図９（Ｂ）は、図７のIII－III線及びIV－IV線における断面図である。
【００３８】
　抗菌装置１０は、多数の抗菌性ガラスの粒体Ｔを収容可能な管内領域１５を備えた円筒
１１と、円筒１１の下端部及び上端部に連結された流入部２０及びオーバーフロー部３０
とから構成される。円筒１１は、多数の抗菌性ガラスの粒体Ｔを収容するケーシングを構
成する。図５及び図７には、粒体Ｔを管内領域１５に収容し、管内領域１５に水を満たし
た状態が示されている。但し、吐出管１ｂ又は循環水給送管１ｆは、抗菌装置１０に水を
連続給送しておらず、或いは、微小流量の水流を抗菌装置１０に供給するにすぎず、粒体
Ｔは、管内領域１５の最下部に沈積又は沈殿し、静止状態の粒体沈積層Ｓを管内領域１５
に形成している。
【００３９】
　円筒１１は、鉛直中心軸線Ｘを有する内径Ｄ＝約６５mmの透明樹脂管からなり、均一な
円形断面を全高に亘って有する。円筒１１の下端部は、流入部２０の円環部２１内に嵌入
し、円環部２１と一体化しており、円筒１１の下端円形開口１２は、円環部２１内に形成
された流入チャンバ１６内に開放している。円筒１１の上端部は、オーバーフロー部３０
の円環部３１内に嵌入し、円環部３１と一体化しており、円筒１１の上端円形開口１３は
、円環部４１内に形成された流出チャンバ１７内に開放している。
【００４０】
　流入部２０は、円環部２１の下端部を溶接又は溶着した上側円形フランジ２２と、ソケ
ット部２３を固定した下側円形フランジ２４と、フランジ２２、２４の間に介挿した円形
のＥＰＤＭ製パッキン２５と、流入チャンバ１６内に配設した噴流形成装置４０とから構
成される。円環部２１及びフランジ２２、２４は、金属成形品又は樹脂成形品からなり、
噴流形成装置４０は、金属成形品又は樹脂成形品の組立体からなる。円環部２１、フラン
ジ２２、２４及び噴流形成装置４０は、鉛直中心軸線Ｘ廻りに同心状に整列する。複数の
ボルト・ナット組立体２７が、上下のフランジ２２、２４及びパッキン２５を貫通する。
上下のフランジ２２、２４及びパッキン２５は、ボルト・ナット組立体２７の締付けによ
り一体化する。
【００４１】
　ソケット部２３には、吐出管１ｂ又は循環水給送管１ｆが接続される。ソケット部２３
は、フランジ２４及びパッキン２５を貫通する。フランジ２２を貫通する管状流入ポート
３２の下端部が、ソケット部２３の上端部に連接する。流入ポート２６は、フランジ２２
の上面から上方に突出する。噴流形成装置４０は、流入ポート２６の上部に固定した複数
の支持アーム４１と、支持アーム４１の上端部に接続した水平な円形プレート４２とを備
える。支持アーム４１は、互いに９０度の角度間隔を隔てて配置された帯板部材からなり
、径方向外方に流路領域を拡開するように流入ポート２６から上方に延びる。支持アーム
４１の上端部は、円形プレート４２の下面に接続され、円形プレート４２を水平に支持す
る。円形プレート４２は、ケーシング内に収容された粒体Ｔを支持する有孔底板を構成す
る。なお、吐出管１ｂ又は循環水給送管１ｆには、抗菌装置１０に対する水槽水の供給を
制御する手動操作弁、自動制御弁、流量計等が、必要に応じて適宜介装される。
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【００４２】
　図８に示すように、円形プレート４２は、放射状に配列された円形噴流口４３を備える
。複数（本例で３箇所）の噴流口４３を有する各列は、所定の角度間隔θ（本例では４５
度）を隔てて離間する。各噴流口４３の直径ｄは、約２mmに設定される。噴流口４３は、
円形プレート４２の半径×約０．２の範囲内の中心領域、即ち、流入ポート２６の直上に
位置する円形プレート４２の中心領域には配置されておらず、また、噴流口４３同士の中
心間隔ｐは、噴流口４３の直径ｄの２～４倍（約４～８mm）に設定される。円形プレート
４２は円筒１１内に位置し、円筒１１の管内領域１５に収容した多数の粒体Ｔを支持する
。円形プレート４２の外周縁と円筒１１の内周面とは僅かに離間し、約０．５mm程度の間
隙（クリアランス）４４が円形プレート４２の外周縁と円筒１１の内周面との間に形成さ
れる。なお、図８（Ａ）において、粒体Ｔの図示は、省略されている。
【００４３】
　図５及び図７に示すように、オーバーフロー部３０は、円環部３１の上端部を溶接又は
溶着した下側円形フランジ３２と、ソケット部３３を固定した上側円形フランジ３４と、
フランジ３２、３４の間に介挿した円形のＥＰＤＭ製パッキン３５と、流出チャンバ１７
内に配設したオーバーフロー装置４５とから構成される。円環部３１及びフランジ３２、
３４は、金属成形品又は樹脂成形品からなり、オーバーフロー装置４５は、金属成形品又
は樹脂成形品の組立体からなる。円環部３１、フランジ３２、３４及びオーバーフロー装
置４５は、鉛直中心軸線Ｘ廻りに同心状に整列する。複数のボルト・ナット組立体３７が
、上下のフランジ３２、３４及びパッキン３５を貫通する。上下のフランジ３２、３４及
びパッキン３５は、ボルト・ナット組立体３７の締付けにより一体化する。
【００４４】
　ソケット部３３には、オーバーフロー管１ｃが接続される。ソケット部３３は、フラン
ジ３４及びパッキン３５を貫通する。ソケット部３３の下端部は、フランジ３２を貫通す
る管状流出ポート３６の上端部に連接する。流出ポート３６は、フランジ３２の下面から
下方に突出する。オーバーフロー装置４５は、流出ポート３６の下部に固定した複数の支
持アーム４６と、支持アーム４６の下端部に接続した水平な金属網４７とを備える。支持
アーム４６は、互いに９０度の角度間隔を隔てて配置された帯板部材からなり、径方向外
方に流路領域を拡開するように流出ポート３６から下方に延び、金属網４７に接続され、
金属網４７を水平に懸吊する。金属網４７は全体的に円形輪郭を有し、円筒１１内に位置
する。図９に示す金属網４７は、金属線材４７ａの方形メッシュからなり、金属線材４７
ａの相互間隔ｑは、約３mmに設定される。金属網４７は、粒体Ｔが流出チャンバ１７に流
出するのを阻止するためのものであり、間隔ｑは、粒体Ｔの寸法に相応して設定される。
【００４５】
　次に、抗菌装置１０の作動について説明する。
【００４６】
　図１（Ａ）、図２（Ａ）及び図３に示す循環ポンプ２が作動すると、水槽５０、６０、
７０内の水は、ポンプ２の吸引圧力下に取水口１ｄから取水され、ポンプ２の吐出圧力下
に吐出管１ｂから流入チャンバ１６内に導入される。また、図１（Ｂ）、図２（Ｂ）及び
図４に示すポンプ５６、６５、７５が作動すると、水槽５０、６０、７０内の水は、ポン
プ５６、６５、７５の吸引圧力下に取水口１ｄから取水され、ポンプ５６、６５、７５の
吐出圧力下に吐出管１ｂから流入チャンバ１６内に導入される。
【００４７】
　図１０は、抗菌装置の作動形態を示す抗菌装置の縦断面図であり、図１１は、高速噴流
の噴射形態を概念的に示す断面図である。
【００４８】
　流入チャンバ１６と管内領域１５との間の流路は、円形プレート４２の噴流口４３と、
円形プレート４２の外周の間隙４４のみに制限されているので、流入チャンバ１６に流入
した水の動水圧は実質的に静水圧に転換し、流入チャンバ１６内の静水圧は上昇する。こ
の結果、流入チャンバ１６の静水圧下に噴流口４３及び間隙４４から管内領域１５に流出
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する高速噴流Ｆ、Ｇが形成される。
【００４９】
　高速噴流Ｆ、Ｇは、円形プレート４２上の粒体沈積層Ｓに作用し、粒体Ｔを流動化する
。高速噴流Ｆ、Ｇは、管内領域１５の水を攪拌し、管内領域１５に渦流又は乱流を形成し
、粒体Ｔは、高速噴流Ｆのモーメンタムにより、管内領域１５内において流動する。かく
して、粒体Ｔの流動層Ｒが管内領域１５に形成される。
【００５０】
　高速噴流Ｆ、Ｇの供給により管内領域１５の水量が増量するので、増量分の水は、金属
網４７を介して流出チャンバ１７に流出し、オーバフロー管１ｃを介して水槽５０、６０
、７０に還流する。
【００５１】
　粒体Ｔの抗菌性ガラスは、水に徐々に溶解し、銀イオン又は銅イオンが粒体Ｔから溶出
する。銀イオン又は銅イオンは、オーバフロー管１ｃから水槽５０、６０、７０に還流す
る水と一緒に水槽５０、６０、７０内に流入する。銀イオン又は銅イオンは、水槽５０、
６０、７０内に拡散し、水槽５０、６０、７０内の菌類発生、藻類発生等を防止する。な
お、長期間の使用によって粒体Ｔのサイズ及び容積が縮小するので、粒体Ｔは、適切な時
期に交換される。本例においては、金属網４７のメッシュ寸法（開口寸法ｑ）が粒体交換
時期の目安となる。
【００５２】
　本発明者は、上記構成の抗菌装置１０の実証試験を実施し、水槽５０、６０、７０に還
流する水に含まれる銀イオン溶出量を長時間に亘って計測した。実証試験の条件は、以下
のとおりである。
・粒体Ｔ：銀イオン溶出型の無機系抗菌剤ガラスタブレット
・管内領域１５の直径Ｄ：６５mm
・噴流口４３の直径ｄ：２mm
・円形プレート４２の外周間隙４４：０．５mm
【００５３】
　実証試験においては、流入チャンバ１６内に導入される供給水量を３０Ｌ／分に設定し
、噴流Ｆの平均流速１．４ｍ／秒に設定した場合、１００時間を超える連続運転試験にお
いても、銀イオン溶出量はほとんど変動せず、実質的に一定の銀イオン溶出量が持続した
。他方、供給水量を２０Ｌ／分未満、噴流Ｆの平均流速を１．０ｍ／秒未満に設定した場
合、銀イオン溶出量は、時間経過とともに低下した。従って、供給水量は、２０Ｌ／分以
上、好ましくは、２５Ｌ／分以上に設定され、噴流Ｆの平均流速は、１．０ｍ／秒以上、
好ましくは、１．２ｍ／秒以上に設定される。なお、本例において管内領域１５の横断面
積は、約３３００mm2であるので、供給水量３０Ｌ／分、２５Ｌ／分及び２０Ｌ／分は、
金属網４７を通過する上昇水（オーバーフロー水）の平均流速＝約０．１５ｍ／秒、約０
．１２５ｍ／秒及び約０．１ｍ／秒に相当する。
【００５４】
　以上、本発明の好適な実施例について詳細に説明したが、本発明は上記実施例の構成に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲内で種々の変形又は
変更が可能であり、該変形例又は変更例も又、本発明の範囲内に含まれるものであること
は、いうまでもない。
【００５５】
　例えば、ケーシングの断面形状は、真円形断面の円筒に限定されるものではなく、長円
形、楕円形、方形又は多角形等の他の断面形状を有する筒体等をケーシングとして採用し
ても良い。
【００５６】
　噴流口の開口形状も又、真円形に限定されるものではなく、長円形、楕円形、方形又は
多角形等の開口形状を採用しても良く、また、円形プレートの外周に間隙を形成せず、噴
流口の噴流のみによりケーシング内領域に渦流又は乱流を形成するように設計しても良い
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【００５７】
　更には、本発明の抗菌装置は、空調機、冷却塔及び廃熱回収システムの水槽又は配管の
みならず、空調設備又は給排水衛生設備を構成する各種の水槽又は配管等に配設すること
が可能である。
【００５８】
　また、金属網は、必ずしも方形メッシュ形状のものに限定されず、また、オーバーフロ
ー水の流出を妨げない構造を有する有孔板等を金属網に換えて用いることも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、空調設備又は給排水衛生設備を構成する水槽又は配管の中に収容される抗菌
装置に適用される。抗菌装置内に収容された粒状の抗菌性ガラスは、水に接触して溶解す
る。水に溶出した銀イオン又は銅イオンは、水槽の水等に拡散して菌類又は藻類の発生等
を防止する。本発明の抗菌装置は、従来の固定層式の抗菌装置と異なり、流動層式の抗菌
装置であるので、粒体層の目詰まり等の問題は解消し、所期の抗菌性能を長期に亘って発
揮する。このため、本発明の抗菌装置によれば、抗菌装置の維持管理に伴う人為作業は大
幅に軽減するので、その実用的効果は顕著である。
【符号の説明】
【００６０】
１０　抗菌装置
１１　円筒
１５　管内領域
１６　流入チャンバ
１７　流出チャンバ
２０　流入部
３０　オーバーフロー部
４０　噴流形成装置
４１　支持アーム
４２　円形プレート
４３　円形噴流口
４４　外周間隙
４５　オーバーフロー装置
４６　支持アーム
４７　金属網
Ｆ、Ｇ　高速噴流
Ｒ　流動層
Ｓ　粒体沈積層
Ｔ　粒体
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年3月14日(2011.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　水と接触して銀イオン又は銅イオンを溶出可能な水溶性の抗菌性ガラスの粒体をケーシ
ング内に収容し、前記抗菌性ガラスの溶解によって溶出した銀イオン又は銅イオンを含む
前記ケーシング内の水を水槽内に供給し、該水槽内における菌類又は藻類の発生を防止す
る抗菌装置において、
　前記ケーシング内に収容された多数の前記粒体を支持し且つ貫通孔からなる噴流口を備
えた有孔底板と、
　該有孔底板の下側に形成され且つ前記水槽の水が圧力下に導入される流入チャンバと、
　前記ケーシングの上部に設けられ、前記ケーシング内の水のオーバーフロー水を前記水
槽に還流するオーバーフロー部とを有し、
　前記噴流口は、ケーシング内領域と前記流入チャンバとを相互連通し、前記流入チャン
バ内の水の上向き噴流をケーシング内領域に形成し、前記ケーシング内に水の渦流又は乱
流を発生させて前記粒体を流動化することを特徴とする流動層式抗菌装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　上記目的を達成すべく、本発明は、水と接触して銀イオン又は銅イオンを溶出可能な水
溶性の抗菌性ガラスの粒体をケーシング内に収容し、前記抗菌性ガラスの溶解によって溶
出した銀イオン又は銅イオンを含む前記ケーシング内の水を水槽内に供給し、該水槽内に
おける菌類又は藻類の発生を防止する抗菌装置において、
　前記ケーシング内に収容された多数の前記粒体を支持し且つ貫通孔からなる噴流口を備
えた有孔底板と、
　該有孔底板の下側に形成され且つ前記水槽の水が圧力下に導入される流入チャンバと、
　前記ケーシングの上部に設けられ、前記ケーシング内の水のオーバーフロー水を前記水
槽に還流するオーバーフロー部とを有し、
　前記噴流口は、ケーシング内領域と前記流入チャンバとを相互連通し、前記流入チャン
バ内の水の上向き噴流をケーシング内領域に形成し、前記ケーシング内に水の渦流又は乱
流を発生させて前記粒体を流動化することを特徴とする流動層式抗菌装置を提供する。
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